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Проведены эксперименты по высокоскоростному (до 15 мкм/мин) осаждению хромовых 
покрытий в магнетроне с горячим катодом. Получен устойчивый режим самораспыления. 
Исследовано влияние метода предварительной очистки поверхности образца, а также 
потенциала смещения в процессе осаждения на адгезионные характеристики покрытий. 
 
Chromium coatings have been deposited by high-rate (up to 15 μm/min) magnetron sputtering with 
hot target. The magnetron was operated in a stable self-sputtering regime. The influence of both the 
sample cleaning method and the bias potential on the adhesion of Cr films have been studied. 
 
Актуальной задачей тонкопленочной промышленности является 
повышение производительности магнетронных распылительных систем (МРС). 
В частности, большой интерес представляет увеличение скоростей осаждения 
покрытий на основе Cr, которое является перспективным методом защиты 
поверхностей материалов в атомной отрасли и автомобилестроении. 
Скорость осаждения пленок Cr повышается при использовании МРС с 
горячим катодом [1]. Однако, достижение предельных скоростей осаждения 
требует работы в режиме самораспыления. Ранее были разработаны методы 
высокоскоростного осаждения Cu и Si в таком режиме в МРС с расплавленным 
катодом [2, 3]. Благодаря высокому давлению насыщенных паров Cr, переход в 
режим самораспыления происходит при температуре мишени ниже 
температуры плавления. 
Осаждение Cr на образцы из Zr и стали 40Х13 проводилось при удельной 
мощности разряда 45 Вт/см2 при значениях потенциала смещения от 0 до  
–300 В. Скорость осаждения достигала 15 мкм/мин. Поверхности образцов 
предварительно очищались либо ионным пучком, либо тлеющим разрядом. 
Диагностика адгезии проводилась с помощью скретч-тестера с индентором 
Роквелла. Лучшая адгезия наблюдалась у покрытия, полученного при подаче на 
образец потенциала смещения –100 В. Влияние метода предварительной 
очистки на адгезию незначительно. 
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